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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年8月9日(2018.8.9)

【公開番号】特開2017-63131(P2017-63131A)
【公開日】平成29年3月30日(2017.3.30)
【年通号数】公開・登録公報2017-013
【出願番号】特願2015-187980(P2015-187980)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/06     (2006.01)
   Ｇ０３Ｆ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/66     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/06     　　　Ｄ
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５２１　
   Ｇ０３Ｆ    7/20     ５０１　
   Ｈ０１Ｌ   21/66     　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｋ    3/06     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成30年6月26日(2018.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項１ないし４、並びに、請求項６ないし８の発明では、導体膜のパターンの下面を
基準とする設計データの補正を容易に行うことができる。請求項５の発明では、導体膜の
パターンの下面を基準とする検査を容易に行うことができる。


	header
	written-amendment

